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구 성 원

직 책 인 원 성 명 (담당분야)

박사 후 연구원 3

Mohammad Rizwan Khan(Area-selective deposition), 윤재홍

(Area-selective deposition), Houda Gaiji(Superhydrophobic 

coating)

박 사 과정 4

김현구(Area-selective deposition), Chi Thang ​Nguyen(Atomic 

layer modulation), 박종서(Ferroelectric tunnel junction), 

Sumaira Yasmeen(Superhydrophobic coating)

석 사 과정 3
고병국(Area-selective deposition), 신종우(Area-selective 

deposition), 백승주(Atomic layer modulation)

산학협력

희망분야

1. 반도체 공정 중 원자층 증착(ALD) 관련 분야 산학협력 공동연구 및 기술이전 

  (반도체, 태양 전지, 배터리, 디스플레이 분야 응용)

2. 초소수성 기술 관련 분야 산학협력 공동연구 및 기술이전

  (프라이팬 등 주방용품, 자동차 창문, 전자 제품, 선박 등 다양한 분야 응용)

대표연구

분야

대표기술 개요 

및 개발현황

1. 원자층 증착(ALD) 분야

Ÿ 반도체 실리콘 웨이퍼에 박막을 씌우는 과정으로, 매우 얇고, 균일한 두께의 막을 형성

할 수 있으며 낮은 온도에서도 공정이 용이 



Ÿ 반도체, 태양 전지, 배터리, 디스플레이 분야에 응용 

2. 초소수성 분야 

Ÿ 나노 표면을 거칠게 하여 물이 접촉하기 힘들도록 구조를 형성하여 방수 기능을 갖도록 

표면을 처리하는 기술

Ÿ 희토류 금속 산화물을 원자층 증착법에 의해 박막 형태로 합성하여 다양한 표면에 소수

성 코팅 기술 연구

Ÿ 프라이팬 등 주방용품, 자동차 창문, 의류, 태양 전지 등 적용

3. 전기가 흐르는 전자섬유 개발 

Ÿ 80°C 저온에서 금속 원자층 증착 공정을 적용하여 섬유에 백금(Pt) 박막을 입히는 기술

Ÿ 염료 대신 백금이나 루테늄 등 금속 물질을 섬유에 입혀 전기가 흐르는 전자섬유 개발

Ÿ 높은 민감도, 금속 수준의 전기 저항을 통해 전자섬유 외에도 유연 전자소자, 웨어러블 

소자 등 저온 공정이 필요한 분야에 폭넓게 적용 가능

4. 컬러 전자섬유 개발

Ÿ 전도성 금속의 표면에 금속 산화물 층을 원자층 증착법으로 증착시켜 박막 간섭효과를 

이용하여 다양한 색상을 갖는 컬러 전자섬유 개발

Ÿ 종래 전자섬유의 금속 빛깔, 흑색 또는 회색의 제한적인 색상을 갖는 문제점을 해결

Ÿ 웨어러블 디바이스, 의류, 군용 등의 다양한 분야에 폭넓게 응용

5. 그래핀 산화물과 전이금속을 이용한 슈퍼커패시터 개발

Ÿ 그래핀의 산화형태를 이용하여, 다른 촉매 없이 오산화바나듐을 나노선 형태로 변환하는 

것 확인 및 이의 메카니즘을 규명

Ÿ 표면과 오산화바나듐의 격자 안에 환원된 그래핀들이 존재하는 것을 확인

6. 그래핀 결함 극복 기술 개발 

Ÿ 그래핀의 금이 간 부분이 가스와 반응성이 크다는 점을 이용하여 ‘백금 전구체’라는 가

스를 결함 부위에 흘려 흡착시키는 기술

개발 관련

시제품 사진

• 원자층 증착(ALD) 기술

• 초소수성 기술



• 그래핀 결함에 금속 입자가 붙은 

모습으로, 서로 다른 금속의 전기 

화학적 반응을 이용하여 그래핀의 

결함 해결하는 기술

• 전도성 금속에 금속 산화물층을 

원자층 증착법으로 증착시켜 다양한 

색상을 갖는 컬러 전자섬유 개발

• 그래핀 산화물과 전이금속을 이용

한 슈퍼 커패시터 개발 과정

• 커패시터 효율 10배 증가 및 안정

성 테스트에서 5000회 반복해도 기

존의 80% 성능 유지됨을 확인

특허 및 노하우

순번 출원번호 출원일 발명의 명칭

1 10-2015-0119048 2015-08-24
전기적 특성이 향상된 MIM 커패시터용 전기소자 

및 이의 제조 방법

2 10-2015-0119039 2015-08-24
개선된 MOS 커패시터용 전기소자 및 이의 제조 

방법

3 10-2017-0011978 2017-01-25
이종원소 합금화를 통한 고품질 사중패터닝 물질의 

제조방법

4 10-2016-0061205 2016-05-19
PDMS 표면의 구조화를 통한 소수성 코팅막 

형성방법

5 10-2016-0182022 2016-12-29
PDMS와 마이크로 파우더를 이용한 초소수성 

코팅방법

6 10-2016-0088725 2016-07-13
코어쉘 구조의 소수성 세라믹 파우더를 이용한 

표면 개질방법



7 10-2015-0178476 2015-12-14 희토류 산화물 박막을 이용한 표면 개질방법

연구 실적

1. 원자층 증착법을 이용한 기능성 전자섬유 개발

Ÿ 지원기관: 한국연구재단

Ÿ 과제기간: 2016.03.01 ~ 2019.10.31

2. 게이트 스페이서 및 다중 패터닝 기술을 위한 SiN/SiO2 플라즈마 원자층 증착 공정 및 

대체기술 개발

Ÿ 지원기관: 한국반도체연구조합

Ÿ 과제기간: 2015.06.01 ~ 2020.05.31

3. 계면제어를 통한 selector-less 강유전체 터널링 메모리 소자 개발

Ÿ 지원기관: 한국산업기술평가관리원

Ÿ 과제기간: 2017.07.01 ~ 2019.12.31

4. 새로운 cobalt 전구체를 이용한 원자층 증착 공정 개발 

Ÿ 지원기관: 중소기업기술정보진흥원

Ÿ 과제기간: 2018.11.01 ~ 2019.07.31

5. 슈퍼커패시터 전극을 위한 전도성 코팅 기술 개발

Ÿ 지원기관: 중소기업기술정보진흥원

Ÿ 과제기간: 2018.08.01 ~ 2019.04.30

6. 백금 원자층 증착법을 이용한 우수한 생체적합성을 가지는 의료용 스마트 섬유 개발

Ÿ 지원기관: 한국연구재단

Ÿ 과제기간: 2017.12.20 ~ 2018.12.19

7. 3차원 나노 시료의 SEM 측정을 위한 Pt 코팅용 Table-top 원자층 증착 장비 및 50도 

이하 ALD Pt 공정 개발

Ÿ 지원기관: 한국산업기술진흥원

Ÿ 과제기간: 2018.06.01 ~ 2019.05.31.
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보유 장비

ALD 1 ALD 2 ALD 3 Glove Box

Contact Angel Measurement 4-point Probe Oven

Probe Station BET Thermal SEM

Mini ALD Ellipsometry Spin coater
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